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Sachverhalt und Antrage

I. Der Anmelder hat am 1. August 1991 beim Europdischen
Patentamt die internationale Anmeldung PCT/EP91/01446
eingereicht unter Inanspruchnahme der Prioritat der
nationalen deutschen Anmeldung, die am 22. August 1990
beim Deutschen Patentamt unter dem Aktenzeichen P4026494.7
hinterlegt worden war.

II. Das Europaische Patentamt, Zweigstelle DEN HAAG, hat als
zustdndige Internationale Recherchenbehdérde (IRB) dem
Vertreter des Anmelders am 11. November 1991 eine
Aufforderung zur Zahlung einer zusatzlichen Recherchen-
gebuhr gemaB Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT
zugestellt. Die IRB vertritt die Auffassung, daB die
vorliegende internationale Anmeldung dem Erfordernis der
Einheitlichkeit nicht genigt, weil sie in den Ansprichen 1
mit 31 einerseits und in den Ansprichen 32 mit 35 anderer-
seits zwei Erfindungen enthalt.

Zur Begrundung fuhrt die IRB aus, daBf die Anspruche 1 mit
31 eine Vorrichtung zur Materialverdampfung mittels
Vakuumlichtbogenentladung und die Anspriche 32 mit 35 ein
Verfahren zur Steuerung des Ionisationsgrades betreffen.

Die (in den Anspriichen) aufgefihrten, durch ihre Aufgabe
und deren Lésung definierten Sachverhalte unterscheiden
sich nach Auffassung der IRB voneinander so stark, das
keinerlei technischer Zusammenhang oder technische
Wechselwirkung festgestellt werden kann, durch die eine
einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklicht wird.

III. Der Anmelder hat mit dem am 10. Dezember 1991 beim

Europaischen Patentamt eingegangenen Schreiben vom
6. Dezember 1991 die angeforderte zusatzliche
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internationale Recherchengebihr entrichtet und gleich-
zeitig schriftlichen Widerspruch nach Regel 40.2. c) PCT
eingelegt.

Zur Begrundung seines Widerspruchs fuhrt der Anmelder aus,
daB die Anspriche 1 bis 31 nicht nur eine Vorrichtung zur
Materialverdampfung mittels Vakuumlichtbogenentladung
betreffen, sondern in den Ansprichen 17 bis 29 ein
Verfahren zur Verlangerung der Standzeit von Elektroden
bei der Materialverdampfung mittels einer Vakuumlicht-
bogenentladung, in den Ansprichen 30 und 31 ein Verfahren
zur 2Z2Undung einer Vakuumlichtbogenentladung und in den
Anspruchen 32 bis 35 ein Verfahren zur Steuerung des
.Ionisationsgrades des auf ein zu beschichtendes Objekt
auftreffenden Dampfes bei der Oberflachenbeschichtung
mittels Vakuumlichtbogenentladung beansprucht werde. Das
Verfahren zur Steuerung des Ionisationsgrades trage in
erheblichem MaBe zur Lésung der auf Seite 8, Zeilen 6 bis
9 genannten Aufgaben bei. Die Einheitlichkeit der
Erfindung ergebe sich nicht nur aufgrund der einheitlichen
Aufgabenstellung, sondern auch weil die Vorrichtung gemag
Anspruch 1 so ausgestaltet ist, daB die VerfahrensmaB-
nahmen gemaf den Anspruchen 17, 30 und 32 darin
verwirklicht werden. Somit bestehe ein technischer
Zusammenhang und eine technische Wechselwirkung zwischen
den Einzelteilen der Vorrichtung einerseits und den drei

(unabhangigen) Verfahrensanspriichen andererseits.
Der Anmelder beantragt aus den genannten Grunden die

Ruckerstattung der unter Widerspruch bezahlten

zusatzlichen Recherchengebihr.
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Entscheidungsgrunde

1.

01979

Der Widerspruch entspricht der Regel 40.2. c) PCT und ist
somit zulassig.

Die internationale Anmeldung umfaBt in den Anspruchen 1
und 9 zwei unabhdngige Vorrichtungsanspriche und in den
Anspriichen 17, 30, 32 und 35 vier unabhdngige Verfahrens-
anspriiche (zur Definition eines abhangigen Anspruchs
vergleiche Regel 6.4. a), Satz 1, PCT).

Die IRB hat den Einwand mangelnder Einheitlichkeit

a priori lediglich im Hinblick auf zwei Gruppen von
Anspriichen erhoben, namlich der Anspruche 1 bis 31
einerseits und der Anspriuche 32 bis 35 andererseits, so
daB lediglich zu untersuchen ist, ob diese beiden Gruppen
untereinander das Erfordernis der Einheitlichkeit

erfullen.

Die erste Gruppe umfaft die beiden unabhdngigen
Vorrichtungsanspriche 1 und 9, die sich beide auf eine
Vorrichtung zur Materialverdampfung mittels Vakuumlicht-
bogenentladung beziehen und sich lediglich dadurch unter-
scheiden, daB gemdB Anspruch 1 sich an der Anodenbasis-
platte ein Behdlter aus einem elektrisch leitfahigen,
hochschmelzenden Material zur Aufnahme des Verdampfungs-
gutes befindet, der gemdB Anspruch 9 fehlt und anstelle
dessen gemdB Anspruch 9 eine elektrische Abschirmung auf
der Anodenbasisplatte vorhanden ist.

Der Anspruch 17, der rein formal gesehen sich auf ein
Verfahren zur Verlangerung der Standzeit von Elektroden
bezieht, weist im wesentlichen gegenstandliche Merkmale
auf, die mit den Merkmalen der Anspruchskombination aus
den Anspriuchen 1 und 2 iUbereinstimmen.
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Der Anspruch 30 bezieht sich auf ein Verfahren zur Zundung
einer Vakuumlichtbogenentladung bei einer Vorrichtung,
deren Kathode gemaf der Kathode des Anspruchs 1
ausgebildet ist, wobei zwischen Anode und Kathode eine
Spannung angelegt wird und dann eine Zundspannung zwischen
der Kathode und dem als Hilfsanode geschalteten, die
Kathode umgebenden leitfdhigen Mantel angelegt wird.

Der zur zweiten Gruppe gehdérende unabhangige Verfahrens-
anspruch 32 bezieht sich auf ein Verfahren zur Steuerung
des Ionisationsgrades des auf ein zu beschichtendes Objekt
auftreffenden Dampfes bei der Oberflachenbeschichtung
mittels Vakuumlichtbogenentladung mit selbstverzehrender
kalter Kathode und selbstverzehrender heifer Anode, wobei
der geradlinige StromfluB zwischen der Arbeitsfladche der
Kathode und dem Verdampfungsgut an der Anode behindert
wird und der Ionisationsgrad des Dampfes durch den Grad

dieser Behinderung gesteuert wird.

Bei dem weiteren zur zweiten Gruppe gehdérenden unab-
hangigen Verfahrensanspruch 35 wird der Ionisationsgrad
durch Bewegung der Elektroden gesteuert.

Den Verfahrensanspruchen 32 und 35 liegt, wie sich schon
aus dem Anspruchswortlaut offensichtlich ergibt, die
Aufgabe zugrunde, den Ionisationsgrad einer Vakuumlicht-
bogenentladung zu steuern. Diese Aufgabe wird gemaB den
jeweiligen Merkmalen der beiden Anspriche durch das
gemeinsame Prinzip einer Anderung des Stromweges geldst:
sowohl die Bewegung der Elektroden ergibt eine Anderung
des Stromweges als auch die graduelle Behinderung des
geradlinigen StromfluBes durch strukturell-bauliche
Mafnahmen eine dem Grad der Behinderung entsprechende

Anderung des Stromweges bewirkt.
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Somit liegt den Ansprichen 32 und 35 zumindest eine
einzige allgemeine Idee zugrunde; ob diese Idee auch
erfinderisch ware, braucht im vorliegenden Falle nicht
untersucht zu werden, da beziglich der Gruppe der
Anspruche 32 mit 35 die IRB keinen Einwand einer
vorliegenden Uneinheitlichkeit erhoben hat.

Die erste Gruppe von Ansprichen - Anspriche 1 mit 31 -
betrifft Vorrichtungen, mit denen mittels Vakuumlicht-
bogenentladung plasmagestitzte Beschichtungsverfahren
durchgefihrt werden (Beschreibung Seite 6, Zeilen 11 bis
15), und ein Verfahren zur 2Zindung einer solchen
Vorrichtung. Dieser Gruppe von Ansprichen liegt die
Aufgabe zugrunde, die kurzen Standzeiten der sich bei
industrieller Anwendung schnell verbrauchenden Elektroden
solcher Vorrichtungen zu verlangern; vgl. die Beschreibung
Seite 6, Zeile 28, bis Seite 7, Zeile 2.

Geldést wird dieses Problem gemdf Anspruch 1 durch eine
besondere baulich-strukturelle Ausbildung sowohl der

. Kathode, die von einem temperaturbestandigen elektrisch

isolierenden Material umgeben ist, und dieses Material
wiederum von einem duBeren elektrisch leitfdhigen Mantel
umgeben ist, wobei das (elektrisch isolierende) Material
auf der Stirnseite mit einer elektrisch leitfahigen
Schicht versehen ist, die die Kathode elektrisch mit dem
dauBeren Mantel verbindet, als auch der Anode die aus einem
kihlbaren Anodentrager besteht, an dem die Anodenbasis-
platte befestigt ist, an der sich ein Behdlter aus einem
elektrisch leitfahigen, hochschmelzenden Material zur
Aufnahme des Verdampfungsgutes befindet.

Die Wirkung dieser besonderen baulich-konstruktiven
Ausbildung von Kathode und Anode besteht darin, daB die
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Kathode von einer Kathodenabdeckung - namlich dem &uBeren
Mantel - umgeben ist, die durch die Lichtbogenentladung

so stark aufgeheizt wird, daB das verdampfende Kathoden-
material zur Kathodenarbeitsfldche zurickverdampft wird,
wahrend die mit einem (nachfullbaren) Behalter
ausgestattete Anode eine Art "Vorratsanode" bildet; vgl.
Seite 9, Zeile 32, bis Seite 10, Zeile 6. Beide MaBnahmen
haben zur Folge, daB die Standzeiten der beiden Elektroden

verlangert werden.

Aus den Ausfihrungen unter Punkt 5 und 6 ergibt sich
bereits in offensichtlicher und eindeutiger Weise, daB den
beiden Gruppen von Anspruchen véllig unterschiedliche
Lésungsprinzipien und nicht nur unterschiedliche Aufgaben-

stellungen zugrundeliegen.

Auch erfullen die beiden Gruppen von Anspruchen in keiner
Weise die Voraussetzungen nach Regel 13.2 (ii) PCT, denn
die Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 oder 9 ist in
keiner Weise besonders entwickelt oder besonders angepaBt,
sogar noch nicht einmal geeignet, um das Verfahren nach
einem der Anspriche 32 bis 35 auszufuhren. Eine solche
besondere Anpassung kénnte mdéglicherweise allenfalls bei
Aufnahme und entsprechender Prazisierung des Anspruchs 14
in die unabhiangigen Vorrichtungsanspiche 1 und 9 mit
Hinblick auf die Verfahrensanspriche 32 mit 34 in Betracht
gezogen werden. Bezlglich des Anspruchs 35 ("Bewegung der
Elektroden") beinhaltet keiner der vorliegenden
Vorrichtungsanspriche ein Merkmal, das eine besondere

Anpassung oder Entwicklung erkennen lieBe.

Den Ausfilhrungen des Anmelders kann nicht zugestimmt
werden, daB die Anmeldung lediglich eine einzige,
einheitliche Aufgabenstellung beinhaltet (vgl. Punkt 5 und
6). Noch trifft es zu, daf die Vorrichtung gemas
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Anspruch 1 derart ausgestaltet ware, daf die Verfahrens-
maBnahmen gemdf den Anspriuchen 32 mit 35 "hierin
verwirklicht" waren (vgl. Punkt 7).

Vielmehr ist den Ausfihrungen in der Aufforderung zur
Zahlung einer zusdtzlichen Gebihr der IRB zuzustimmen, daB
(mindestens) zwei Gruppen von Erfindungen vorliegen, die
sich im Hinblick auf die durch ihre Aufgaben und deren
Lésungen definierten (technischen) Sachverhalte so stark
voneinander unterscheiden, daB Kkeinerlei technischer
Zusammenhang oder technische Wéchselwirkung festgestellt
werden kann, durch die eine einzige allgemeine und
erfinderische Idee verwirklicht wird.

Nach Auffassung der Beschwerdekammer geniigt im
vorliegenden Fall die Aufforderung der IRB noch den
Erfordernissen der Regel 40.1 PCT, wonach die Grunde
anzugeben sind, weshalb die Internationale Anmeldung dem
Erfordernis der Einheitlichkeit nicht genugt. Zwar hat die
IRB lediglich eine Auflistung von zwei Anspruchsgruppen in
Verbindung mit einer sehr allgemein gehaltenen Fest-
stellung als Begrindung gegeben, ohne den technischen
Unterschied der beiden Gruppen im Einzelnen herauszu-
arbeiten, jedoch sind im vorliegenden Fall die technischen
Unterschiede der beiden Gruppen von Erfindungen dermafBen
eklatant und offensichtlich, da fur den Fachmann in
Verbindung mit den Anmeldungsunterlagen auch ohne
zusidtzliche Erlduterungen zu erkennen war, daB die beiden
technisch korrekt bezeichneten Gruppen nicht eine einzige,
allgemeine und erfinderische Idee verwirklichen.

Es folgt somit, daB die Aufforderung vom 11. November 1991

zur Zahlung einer zusatzlichen Recherchengebuhr zu Recht
ergangen ist.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Ruckzahlung der entrichteten zusatzlichen Recherchengebuhr
wird abgelehnt.

Der Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

M. Beer G.D. Paterson
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